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１．概要（Summary） 

これからの自動車に必須の技術として燃料電池やリチ

ウムイオン電池の性能の向上がある。このためには多孔

性ポリマーシートの性能の向上が必須である。これに関連

した基盤技術として、本研究課題では、シート状の構造に

切り込みを入れた構造（切り紙構造[1-3]）に着目する。具

体的には、高分子材料を含む様々な素材に微細加工を

用いて切り紙構造を作り、しなやかな多孔性ポリマーシー

トの基盤技術を開発する。さらに、将来的には、デバイスと

しての応用の可能性を探っていく。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
・ 高 速 大 面 積 電 子 線 描 画 装 置 (ADVANTEST 
F5112+VD01) 
・マスク・ウエーハ自動現像装置群(EVG101(現像装置), 
APTCON(エッチング）) 
【実験方法】 

高速大面積電子線描画装置およびマスク・ウェーハ自

動現像装置群を用いてリソグラフィー用のマスクを製作し

た。基板上に成膜された高分子材料の表面にリソグラフィ

ーを使い選択的にレジストをパターニングした。O2 プラズ

マを基板に印加することで高分子材料の膜の一部を選択

的に焼き切ることができる。その後、レジストを除去すれば

切り紙構造を作ることができる。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
Fig. 1 は代表的な切り紙構造の変形である。このように、

シート状の構造に切込みを入れると伸縮性を持たせること

ができる。現在までに基板上に高分子材料を成膜しリソグ

ラフィーを用いることでマイクロスケールの切込みをパター

ニングできることを確認している。 
 

 

Fig. 1 Deformation of kirigami-structure 
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